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波数領域（ICRF: Ion Cyclotron Range of Frequency）
の波動加熱を始めたところでイオンの効果的な加熱と
高エネルギーイオンの生成、閉じ込めの解析を進めて
いる。図10はICRFパワーを断続的に印加したとき、
ICRFパルス中に高エネルギーイオンが生成されるこ
とを荷電交換中性粒子エネルギー分析器で確かめたデ
ータを示す。このように今後は高エネルギーイオンの
生成と閉じ込め過程の研究をさらに進めていくことに
している。
５．今後の課題
ヘリオトロンJ装置は、これまでの平面磁気軸の磁場配位と異なり、MHD安定性と良好な粒子閉じ
込めを兼ね備えた先進的な磁場構造の装置である。この種の概念は世界的に見ても次世代のヘリカル
系装置の中心的な位置を占めるものとして研究が始められているところである。特に日本ではこのヘ
リオトロンJ装置が唯一であり、国外のEU（スペイン）のTJ-II装置、USAのHSX装置、オーストラ
リアのH-1NF装置などと連携をして国際的な研究拠点形成に努めている。
核融合発電の実現に向けてはITERの建設が準備されつつあるが、核融合によるエネルギー源が社
会的に受容されるためにはその経済性において十分採算がとれるものにしなければならない。そのた
めにもβ値の向上と定常性が確保できる可能性を持った先進磁場配位を探求する研究が大学において
先駆的に進められることが重要であると考えている。特に3次元非軸対称系のプラズマはその複雑さ
ゆえにこれまで十分な精度で解析が進まなかったが物理的にも興味深い対象であるのでこれからの進
展に期待したいと考えている。
図10．ICRF印加時における高エネルギーイ
オンの生成
